
一、设备简介和用途

1、该设备由主机压力系统含热压印、紫外压印系统、软模板工艺及热压印/紫外

压印同步系统、机械系统、控制系统、安全连锁防护系统等主要系统组成。

2、纳米压印设备是利用施加极大的外部压力和紫外固化技术，来实现模版到衬

底的高精度、大面积的纳米级别的图案/结构的复制和转移。

二、主要技术参数

1、压印尺寸：

△1.1 基片压印尺寸：≤Ø 3 英寸（78mm）。

▲1.2 能够在凹面和凸面衬底进行图案转移和压印。

2、加压技术及图案复制精度：

★2.1 采用气压软加压技术，通过在其中一面使用高压气体施压而另一面为

硬固定基准平面来实现稳固均匀的压力，避免破片风险，而且保证施压均匀

性。

▲2.2 图案复制均一性：≤±15nm，压印残胶厚度均一性：≤±10nm。

……

详细技术参数详见招标文件。


